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Mehrkomponenten-Spritzgiel3en

V. Piotter, A. Klein, T. Mueller, K. Plewa, J. Prokop

Um den wachsenden Bedarf an Mikrokomponenten befriedigen zu kénnen, miissen Produktionsverfahren und -kapazitaten fiir mittlere und insbesondere
hohe Stiickzahlen verfligbar sein. Als einer der wichtigsten Prozesse hat sich mittlerweile das SpritzgielRen flr funktionale Mikrokomponenten aus
Polymeren, Metallen und Keramiken industriell etabliert.

Aktuelle Entwicklungen zielen auf die Abformung von Primarstrukturen < 100nm sowie die Erweiterung der Materialpalette in Richtung auf metallische und
keramische Werkstoffe.

Mikrospritzgief3en im Nanometerbereich

Die Abformung von StrukturgroRen unterhalb von 100nm soll hier am Beispiel Photonischer Kristalle erlautert werden. Dabei handelt es sich um
transparente Festkorper mit periodisch angeordneten Strukturen so dass Lichtwellen gefiihrt, gefiltert oder reflektiert werden kénnen. Eine kosten-
glinstige Produktion von solch hochprazisen Funktionsteilen ermdéglicht nun die Weiterentwicklung des Mikrospritzpragens mit dem Nanostrukturen in
hohen Stiickzahlen abgeformt werden kénnen.

Fir den Einsatz als photonischer Kristall sind Nanostrukturen in Gitterform mit Stegbreiten von 80nm bis 280nm erforderlich. Zunachst wurden Nickel-
Shim Formeinsatze mittels Elektronenstrahl-Schreiben und Galvanoformung erzeugt. Fir die Replikation der nanostrukturierten Shims wurde u.a. das
Mikro-Spritzpragen eingesetzt, mit dem liber eine spezielle Werkzeug- und Prozesstechnik Kunststoffteile mit reduzierten Eigenspannungen hergestellt
werden konnten.

REM-Aufnahme eines Ni-Shims, der
mittels Elektronenstrahl-Schreiben und
anschlieender Galvanoformung
hergestellt wurde (KIT-IMT)

REM-Aufnahme der mittels
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2K-MikrospritzgieRen mit anschlieRender Galvanoformung

In der Mikrosystemtechnik besteht nicht selten Bedarf an hochwertigen metallischen Mikrobauteilen. Zu deren Herstellung in grofRen Serien kann u.a.
das PulverspritzgieRen angewendet werden. Sind jedoch besonders hohe Oberflachenqualitdten gefordert, so stehen derzeit keine Fertigungsverfahren
zur Verfliigung.

Demgegeniber lassen sich mit der unten links vorgestellten Prozessabfolge Primarstrukturen mit hoher Oberflachenglte, z.B. LIGA-Komponenten,
replizieren. Mit dem Verfahren ist es auch mdglich, sehr enge Strukturen mit Aspektverhaltnissen von lber 5 in hoher Oberflachenqualitdt ohne
galvanische Fehlstellen zu fertigen.

Durch die Kombination von Spritzgieen und Galvanik wird eine hohe Wirtschaftlichkeit in der Serienfertigung gewahrleistet.
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